紫翠会第７７５回例会御通知

　日　時　　　平成１６年１０月２７日（水）午後６時　時間厳守

　会　場　　　関西電力本店ビル地下３階　Ｂ３３２・Ｂ３３３号会議室

　講演者　　　鈴木　晶雄　氏（大阪産業大学）
　演　題　　 「電子デバイス用の材料研究におけるPLD法の現状と将来展望」

　要　旨　　　　PLD（パルスレーザー堆積）法の出現以来，電子デバイス分野では素子

　　　　　　　の性能が飛躍的に向上し、不可能を可能にしたと言っても過言ではない。

　　　　　　　その例として最新のディスプレイ技術に不可欠な高性能透明導電膜および

　　　　　　　次世代を目指した超高密度光記録膜を作製し、実用化に向けて検討を行っ

　　　　　　　たことについて詳しく講演する。講演では、特にPLD法を扱う上で経験者

　　　　　　　でしか分らない留意すべき事柄についても述べる。最後に、電子デバイス

　　　　　　　分野において材料研究に応用できるPLD法の将来展望などについて紹介す

　　　　　　　る。

　　ご多用中とは存じますが準備の都合がありますので、代表の方は出欠をとりまと

　めて大阪大学大学院工学研究科電子工学専攻　尾崎または関西電力お客さま本部ネ

　ットワーク技術高度化推進グループ　岡本までお知らせ下さるようお願い致します。

　　　　　　　　　　　次　回　摂南大学　　　　　　　　　　　（１１月２４日）　

　　　　　　　　　　　次々回　三菱電機株式会社　　　　　　　（１２月　８日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　尾崎（大阪大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本（関西電力）

　　　　　　　　　　　　　[紫翠会ホームページ]

　　　　　　　　　　　　　http://cobalt.ele.eng.osaka-u.ac.jp/e1/shisuikai/

　　　　　　　　　　　　　[幹事連絡先]

　　　　　　　　　　　　　関西電力株式会社

　　　　　　　　　　　　　お客さま本部ネットワーク技術高度化推進グループ内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話：050-7104-0591

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ： 06-6441-7226

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail：K468156@kepco.co.jp







